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PRÉ-REQUISITOS:  
 

PROFESSOR RESPONSÁVEL : Professor Dr. Abel André Cândido Recco 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLI NA 
 
• Estudar os principais aspectos relacionados ao crescimento de filmes finos, abrangendo suas 

propriedades físicas, as técnicas de caracterização e suas aplicações tecnológicas.  
 

 
E M E N T A 

 
• Teoria cinética de gases. Tecnologia de vácuo. Mecanismos de formação de filmes.  

Processos de deposição  de filmes. Caracterização e  suas aplicações tecnológicas. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

      
    Unidade 1: Introdução  

1.1 Filmes finos e aplicações  
1.2 Principais processos de preparação, etapas de crescimento, processos de 
caracterização e aplicações.  
 
Unidade 2: Cinética de gases 
2.1 Gases e vapores, distribuição de velocidades e fluxo incidente. 
2.2 Equação de Knudsen 
2.3 Livre caminho médio 
2.4 Propriedades de trasporte: Difusão, viscosidade e transmissão de calor.  
 
Unidade 3: Tecnologia de vácuo 
3.1 Sistemas de bombeamento 
3.2 Câmara de vácuo 
3.3 Medida de pressão 
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Unidade 4: Processo de deposição por evaporação 
4.1 Termodinâmica da evaporação 
4.2 Taxa de evaporação  
4.3 Fontes de evaporação  
4.4 Evaporação de ligas 
4.5 Equipamentos de evaporação 
4.6 Aplicações tecnológicas 
 
Unidade 5: Mecanismos de formação de filmes  
5.1 Adsorção  
5.2 Difusão superficial  
5.3 Nucleação  
5.4 Estruturação 
5.5 Interfaces e stress 
 
Unidade 6: Deposição  química em fase vapor-CVD 
6.1 Tipos de reatores 
6.2 Termodinâmica do processo CVD 
6.3 Transporte de gás 
6.4 Cinética de crescimento do filme 
 
Unidade 7:  Deposição por feixes  
7.1 Feixes de elétrons  
7.2 Laser pulsados. 
 
Unidade 8: Deposição por plasma.  

     8.1 Estrutura do plasma  
8.2 Sputtering DC e RF  
8.3 Magnetros sputtering 
8.4 Deposição reativa por magnetrom sputtering 
8.5 Equipamentos 
 
Unidade 9:  Caracterização de filmes finos.  

     9.1 Difração de raios X 
8.2 Microscopia eletrônica de varredura  
8.3 Microscopia de força atômica 
8.4 Scratch test 
8.5 Nanoindentação 
8.6 Composição química. 
8,7 Medida da espessura 
 
Unidade 10:  Aplicações de filmes finos 

     10.1 Aplicações  tribologicas  
10.2 Microeletrônica  
10.3 Filmes foto e eletro-sensíveis 
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METODOLOGIA PROPOSTA 
 

• Aulas expositivas da matéria, exercícios, trabalhos em grupo, realização de experimentos em 
laboratório. 

 
AVALIAÇÃO  

 
• Unidades 1 à 5  Uma prova escrita e um trabalho 
• Unidades 5 à 10  Uma prova escrita e um trabalho 
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